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KARRIERECHANCEN AM FRAUNHOFER IOF

ERWEITERN SIE IHREN BLICK

Das Fraunhofer IOF entwickelt innovative optische Systeme
zur Kontrolle von Licht von der Erzeugung bis zur Anwen-
dung in den Zukunftsfeldern Energie, Umwelt, Information,
Kommunikation, Gesundheit, Medizintechnik, Sicherheit

WIR ENTWICKELN

Optische Komponenten Feinmechanische Kompo- Funktionale Oberflachen Photonische Sensoren Lasertechnik

und Mobilitat.

Sammeln Sie bei uns praktische Erfahrungen. Wir bieten und Systeme nenten und Systeme und Schichten und Messsysteme

interessante Aufgabenstellungen in den Bereichen Optische
Schichten, Optische Systeme, Mikrooptische Systeme und
Feinwerktechnik. Sowohl Praktika, Abschlussarbeiten als
auch Promotionen sind mdglich.

Gesucht werden Diplom-, Master- und Bachelorstudenten
aus den Fachbereichen Physik, Chemie, Werkstoff- und In-
genieurwissenschaften sowie Augenoptik, Feinwerktechnik,
Physikalische Technik, Laser- und Optotechnologien und
Scientific Instrumentation.

THEMENFELDER

= Optik- und Mechanik-Design

= Analyse und Simulation optischer Systeme

» Erzeugung und Replikation optischer Mikro-
und Nanostrukturen

» Drucken funktionaler Materialien

= Stochastische Strukturen zur Entspiegelung

= Transparente und leitfahige Beschichtungen

» Antireflexstrukturen durch Plasmaatzen

= Beschichtung von Optikkomponenten aus Glas
und Kunststoff

» Beschichtung von EUV- und Réntgenoptiken

= Neue Materialien flir Optik und Photonik

» Diamantbasierte Ultraprazisionsbearbeitung

= Konstruktion von Prazisionssystemen

» Mikromontage und Integration optischer Systeme

= Wafer-level Optik

= Handhabung und Justage von Mikrokomponenten

= 3D-Messsysteme mit strukturierter Beleuchtung

= Streulichtbasierte Oberflachencharakterisierung opti-
scher und nichtoptischer Oberflachen

» Hochleistungs-Faserlaser

= Faserbasierte Verstarkung von Laserquellen

= Materialbearbeitung mittels ultrakurzer Laserpulse

» Und weitere...



